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A displaceable X/Y coordinate measurement table having two orthogonally arranged measurement 
mirrors for interferometric position determination is described. The displaceable measurement table, a 
mirror body carrying the measurement mirrors, and the receptacle for the substrate are embodied as 
separate components. The mirror body has a number of support points on its upper side and lower side 
for supporting a substrate or a receptacle above the upper side and for supporting the mirror body on the 
lower points above the measurement table. The mirror geometry is therefore unaffected by the weight of 
various substrates. The two measurement mirrors are integrated into a one-piece mirror body made of a 
material having an extremely low coefficient of thermal expansion. The described embodiments have 
frame-shaped openings in the X/Y coordinate measurement table and mirror body, which makes the 
measurement table suitable for both reflected and transmitted applications 
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(54) Verfahrbarer X/Y-Koordinaten-Messtisch 

(57) Es wird ein verfahrbarer x/y-MeBtisch (4) mit 
zwei orthogonal angeordneten MeBspiegeln (13 mx . 
13 my ) zur interferometrischen Positionsbestimmung 
angegeben. Der verfahrbare MeBtisch (4), ein die MeB- 
spiegel (13 mx , 13 my ) tragender Spiegelkdrper (6) und 
die Aufnahme fur das Substrat (9) sind als separate 
Bauelemente ausgef uhrt. Der Spiegelkdrper (6) weist in 
einem von den MeBspiegeln (13 mx , 13 my ) umrahmten 
FlSchenbereich auf seiner Ober- und Unterseite je drei 
einander gegenuberliegende Auf lagepunkte auf, so daB 
er nur mit den unteren Auflagepunkten auf dem MeB- 
tisch (4) aufliegt und nur mit den oberen Auflagepunk- 
ten die Aufnahme fur das Substrat (9) trSgt. Das 
Gewicht des aufgelegten Substrats (9) beeintrachtigt 
daher nicht die Spiegelgeometrie Vorzugsweise werden 
die beiden MeBspiegel (13 mx . 13 my ) in einen einteiligen 
Spiegelkdrper (6) aus einem Material mrt extrem niedri- 
gem Ausdehnungskoeffizienten integriert. Eine Ausfuh- 
rungsform mit rahmenfdrmigen Offnungen in MeBtisch 
(4) und Spiegelkdrper (6) eignet sich sowohl fur Auf- 
licht- als auch fur Durchlichtanwendungen. 
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eben ist Als Folge dieser Restunebenheit des Granit- 
blocks wird der MeBtisch beim Verfahren deformiert. 
Diese Deformationen des MeBtischs wiederum verursa- 
chen Deformationen der an ihm befestigten MeBspiegel 
und eine Anderung der relativen Lage der MeBspiegel 
zueinander. AuBerdem andert sich die Position des 
Substrats relativ zu den MeBspiegeln, und die Sub- 
strate werden durch Deformation des MeBtisches eben- 
falls verformt. Alle diese Deformationen und 
Lageanderungen sind zwar sehr Wein, aber sie beein- 
ftussen in nichtreproduzierbarer Weise die Spiegelgeo- 
metrie. Dies fuhrt bei Koordinaten-MeBmaschinen zu 
Fehlern in den MeBergebnissen. Bei Steppern ergeben 
sich daraus Positionierungsfehlern bei den einzelnen 
BelichtungsvorgSngen. 

[001 2] Es ist daher Aufgabe der vorliegenden Erf in- 
dung, einen x/y-Koordinaten MeBtisch mit MeBspiegeln 
zur interferometrischen Positionsbestimmung anzuge- 
ben, bei dem die thermisch bedingten und durch Last- 
Snderungen verursachten Veranderungen der 
MeBtisch-Geometrie keinen EinfluB auf die Geometrie 
der MeBspiegel haben und die Lage der MeBspiegel 
relativ zu den untersuchten Substraten stabil ist. Der 
MeBtisch soli fur Auflicht- Oder auch Durchlicht-Bearbei- 
tung von Substraten mit unterschiedlichen Gewichten in 
z.B. Koordinaten-MeBmaschinen oder Wafer- Steppern 
geeignet sein. 

[0013] Diese Aufgabe wird erfindungsgemaS bei 
einem verfahrbaren x/y-Koordinaten-MeBtisch mit einer 
Aufnahme fur ein vermessendes Substrat und mit zwei 
MeBspiegeln, die sich am Ende zweier separater Inter* 
ferometer-MeBstrahlengange fur die Bestimmung der x- 
und der y-Position befinden, dadurch gelOst, daB der 
MeBtisch, ein die MeBspiegel tragender Spiegelkorper 
und die Aufnahme fur das Substrat als separate Bauele- 
mente ausgefuhrt sind. Zusatzlich weist der SpiegelkOr- 
per in einem von den MeBspiegeln umrahmten 
Fiachenbereich auf seiner Ober- und Unterseite je drei 
Auflagepunkte auf, die paarweise ubereinander ange- 
ordnet sind. Dabei stutzt er sich nur mit den unteren 
Auf lagepunkten auf dem MeBtisch ab. Auf die oberen 
Auflagepunkte wird die Aufnahme fur das Substrat oder 
ein passend groBes Substrat selbst aufgelegt. Weitere 
vorteilhafte Weiterbildungen der Erf indung sind Gegen- 
stand der Unteranspruche. 

[0014] Der Vorteil der Anordnung besteht darin. 
daB sich der MeBtisch, der Spiegelkorper und die Auf- 
nahme fur das Substrat nur an den Auf lagepunkten 
beruhren und das Gewicht des Substrats uber die uber- 
einander angeordneten Auflagepunkte direkt senkrecht 
auf den MeBtisch abgestutzt wird, ohne den SpiegelkOr- 
per zu betasten. Je zwei ubereinander angeordnete 
Auflagepunkte definieren eine senkrechte Achse, uber 
die das aufgelegte Gewicht auf den MeBtisch abgetra- 
gen wird. Dadurch wird der Spiegelkorper durch das 
Auflegen des Substrats bzw. einer Aufnahme fur das 
Substrat auch nicht verzogen, wodurch die Geometrie 
der MeBspiegel durch unterschiedliche Gewichte ver- 


schiedener Substrate unbeeinfluBt bleibt. 
[0015] Auch die Deformationen des MeBtischs, die 
durch thermische Schwankungen oder beim Verfahren 
des MeBtischs verursacht werden, haben keinerlei Ein- 

5 fluB auf den Spiegelkorper und damit auf die MeBspie- 
gel und deren Geometrie. Weil das auf die oberen 
Auflagepunkte aufgelegte Substrat oder die alternativ 
dort aufgelegte Aufnahme fur das Substrat den Spiegel- 
korper nicht voltfiachig, sondern nur an diesen oberen 

10 Auflagepunkten beruhren, wirken sich thermische 
Unterschiede zwischen Substrat und Spiegelkorper 
ebenfalls nicht auf die MeBspiegel aus. 
[0016] In einer vorteilhaften Ausfuhrungsform des 
erfindungsgemaBen MeBtischs ist der Spiegelkorper in 

75 einem Stuck aus einem Material mit extrem niedrigem 
Ausdehnungskoeffizienten gefertigt ist, und die beiden 
MeBspiegel sind in seine AuBenseiten integriert. Die 
MeBspiegel konnen auf verschiedene Weise in den 
Spiegelkorper integriert sein. Eine MOglichkeit besteht 

20 darin, die MeBspiegel separat als dunne Spiegeff li- 
chen- El emente anzufertigen. Sie bestehen dann aus 
einer dunnen Basisfiache, auf die der eigerrtliche MeB- 
spiegel aufgedampft ist. Die Spiegelfiachen-Elemente 
werden an den AuBenseiten des Spiegel kOrpers befe- 

25 stigt. Dies kann beispielsweise durch Auf kl eben 
geschehen. Allerdings besteht bei jeder Art der Befesti- 
gung das Problem, daB die Spiegelfiachen-Elemente 
geringfugig verspannt oder verbogen werden kOnnten. 
Um thermische Verspannungen zu vermeiden, erweist 

30 es sich als vorteilhaft, wenn die Basisfiache der Spie- 
gelfiachen-Elemente aus demselben Material wie das 
des SpiegelkOrpers besteht 

[0017] Die beste MOglichkeit, die MeBspiegel in den 
Spiegelkorper zu integrieren, besteht darin, die MeB- 
35 spiegel direkt auf die AuBenseiten des SpiegelkOrpers 
aufzudampfen. Dies hat gegenuber der vorgenannten 
Methode den Vorteil, daB die MeBspiegel nicht durch 
nachtragliches Befestigen verbogen oder verspannt 
werden. 

40 [0018] Wenn die Oberfiache des SpiegelkOrpers 
ausreichend glatt ist, kann der MeBspiegel direkt und in 
einer Aufdampfschicht auf die AuBenseite des Spiegel- 
kOrpers aufgebracht werden. Sollte dagegen die Ober- 
fiache des SpiegelkOrpers Unebenheiten, wie z.B. 

45 Poren, feine Kratzer oder ahnliches, aufweisen, muB 
der MeBspiegel in mehreren Aufdampfschichten aufge- 
bracht werden. Dann wird zun&chst eine Unterlage fur 
den eigentltchen Spiegel aufgedampft und danach 
geebnet, z.B. durch Lappen oder andere hochwertige 

so Verfahren zur Oberfldchenbearbeitung. Nach dem Lap- 
pen ist die Unterlage optimal geebnet und fur weitere 
Aufdampfschichten vorbereitet Dann wird der eigentli- 
che MeBspiegel aufgedampft. 

[0019] Unabhangig davon, ob der MeBspiegel in 
55 einer oder mehreren Schichten aufgedampft wird, muB 
die Unterlage fur die Aufdampfschichten moglichst opti- 
mal eben sein. Die besten Ergebnisse werden beim 
Lappen des SpiegelkOrpers oder einer unteren Auf- 
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Bolzen weist eine Kegelsenkung, erne V-Nut und eine 
ebene Gleitfiache auf, welche auf der Oberseite der 
Kugeln aufliegen und eine spannungsfreie, zwangsge- 
fuhrte thermische Ausdehnung bzw. Kontraktion des 
Spiegelkorpers und des MeBtisches relativ zu einander 5 
erlauben. 

[0030] In einer weiteren Ausfuhrungsform ist der 
SpiegelkOrper nicht mit Bolzen ausgestattet. Statt des- 
sen sind drei Bolzen in die Oberfiache des MeBtischs 
eingelassen bzw. an seiner Oberfiache angeformt. Den 10 
drei Bolzen gegenuberliegend weist die Unterseite des 
Spiegelkorpers drei Hohlraume auf, in welche die Bol- 
zen klemmfrei eingreifen. Um den SpiegelkOrper exakt, 
aber zugleich spannungsfrei auflegen zu kOnnen, weist 
der erste Bolzen an seinem oberen Ende eine Kegel- is 
senkung und an dem oberen Ende seines zweiten Bol- 
zens eine V-Nut in Richtung der Kegelsenkung auf. Das 
obere Ende des dritten Bolzens weist eine plane Gleit- 
fiache auf. Die Kegelsenkung, die V-Nut und die Gleit- 
fiache dienen dazu, die unteren Auflagepunkte des 20 
Spiegelkorpers aufzunehmen und erne spannungsfreie 
Lagerung des Spiegelkorpers vorzunehmen. 
[0031] Die unteren Auflagepunkte, d.h. die Auflage- 
punkte an der Unterseite des Spiegelkorpers, kdnnen in 
verschiedenen Ausgestaltungen realisiert werden. 25 
[0032] In einem Beispiel sind die Hohlraume im 
SpiegelkOrper sehr weit bis in die Nahe der Oberfiache 
des Spiegelkorpers eingelassen. Oberhalb der Hohl- 
raume sind Kugeln in den SpiegelkOrper eingepaBt, die 
nach oben uber seine Oberseite hinaus und nach unten 30 
in die Hohlraume ragen. Die Unterseiten der Kugeln bil- 
den die unteren Auflagepunkte und liegen in der Kegel- 
senkung, in der V-Nut und auf der planen Gleitfiache 
der drei Bolzen auf. Dadurch stutzl sich der SpiegelkOr- 
per mit diesen unteren Auf lagepunkten lediglich auf den 35 
Bolzen des MeBtischs ab, ohne die Oberfiache des 
MeBtischs zu beruhren. Damit werden weder thermi- 
sche Schwankungen noch mechanische Verspannun- 
gen des MeBtischs auf den SpiegelkOrper und die 
Spiegelgeometrie ubertragen. Gleichzeitig bilden die 40 
uber die Oberfiache des Spiegelkorpers hinausragen- 
den Oberserten der Kugeln die oberen Auflagepunkte, 
auf die ein zu vermessendes Substrat oder eine Auf- 
nahme fur ein Substrat aufgelegt wird. 
[0033] Es ist auch denkbar, anstelle der Kugeln drei 45 
kurze Bolzen mit halbkugelfOrmigen Enden an der 
Oberseite des Spiegelkorpers einzupassen. Die oberen 
Enden der Bolzen ragen dann uber die Oberfiache des 
Spiegelkorpers hinaus und bilden die oberen Auflage- 
punkte. Die unteren Enden ragen von oben in die Hohl- so 
raume des Spiegelkorpers und bilden die unteren 
Auflagepunkte, welche den SpiegelkOrper spannungs- 
frei uber die Kegelsenkung, die V-Nut und die Gleitfia- 
che der drei Bolzen auf den MeBtisch abstutzen. 
[0034] In einer anderen Ausfuhrungsform sind die ss 
Hohlraume nicht so weit in den SpiegelkOrper hineinge- 
fuhrt. Dies hat den Vorteil, daB oberhalb der Hohlraume 
der SpiegelkOrper eine grOBere Materialstarke aufweist. 
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Damit wird eine grOBere Verwindungs-Steifigkeit des 
gesamten Spiegelkorpers erzielt. 
[0035] Um erfindungsgemaB untere Auflagepunkte 
mit einer spannungsfreien Zwangsfuhrung zu schaffen, 
sind an den oberen Enden der drei Hohlraume Kegel- 
senkungen eingelassen, in welche drei Kugeln einfugt 
sind. Diese drei Kugeln bilden in Richtung der Bolzen 
die unteren Auflagepunkte und stutzen sich auf die drei 
Bolzen ab, von denen je einer am oberen Ende eine 
Kegelsenkung, eine V-Nut und eine Gleitfiache auf- 
weist. 

[0036] Alternativ kann die spannungsfreie Zwangs- 
fuhrung auch erzielt werden, indem an den oberen 
Enden der drei Hohlraume je eine Kegelsenkung, eine 
V-Nut und eine Gleitfiache vorgesehen sind. Die darun- 
ter befindlichen Bolzen sind an ihren oberen Enden mit 
Kegelsenkungen versehen, in welche drei Kugeln ein- 
gelegt sind. Auf die Kugeln stutzen sich die Kegelsen- 
kung, die V-Nut und die Gleitfiache ab und ermOglichen 
eine spannungsfreie, zwangsgefuhrte relative Aus- 
dehnung bzw. Kontraktion des MeBtischs gegenuber 
dem SpiegelkOrper. 

[0037] Die oberen Auflagepunkte bilden drei Halb- 
kugeln, die an der Oberfiache des Spiegelkorpers ober- 
halb der Hohlraume angebracht sind. Sie kOnnen dazu 
beispielsweise aufgeklebt oder angesintert sein. Auf die 
Oberseite der Halbkugeln wird die Aufnahme fur ein zu 
vermessendes Substrat aufgelegt 
[0038] Der erfindungsgemaBe MeBtisch kann in 
einer besonders vorteilhaften Ausfuhrungsform univer- 
sell fur Auflicht- als auch Durchlicht-Anwendungen ein- 
gesetzt werden, beispielweise fur Koordinaten- 
MeBmaschinen als auch fur Wafer-Stepper. Dazu wei- 
sen der MeBtisch, der SpiegelkOrper und der Substrat- 
harter in der Mitte jeweils ubereinanderliegende, 
rahmenfOrmige Offnungen auf, so daB das Substrat von 
unten und oben und damit gleichermaBen fur Auflicht- 
und Durchlicht-Anwendungen zuganglich ist. Fur den 
SpiegelkOrper ergibt sich durch das wegen der Offnung 
eingesparte Material eine Gewichts- und Kostenreduk- 
tion. 

[0039] Die Erfindung wird anhand von AusfQh- 
rungsbeispielen mithilfe der schematischen Zeichnung 
naher eriautert. Es zeigen: 

Fig. 1: Schnrtt durch einen erfindungsgemSBen 
MeBtisch in einer Koordinaten-MeBma- 
schine fur Auflicht- und Durchlichtbeleuch- 
tung; 

Fig. 2: Aufsicht eines Ausfuhrungsbeispiels eines 
erfindungsgemaBen MeBtischs fur Auflicht- 
Anwendungen; 

Fig. 3: Schnrtt durch ein erstes Ausfuhrungsbei- 
spiel eines erfindungsgemaBen MeBtischs 
fur Auflicht-Anwendungen; 

Fig. 4: Schnitt durch ein zweites Ausfuhrungsbei- 
spiel eines erfindungsgemaBen MeBtischs 
fur Auflicht- und Durchlicht-Anwendungen; 
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Positionsbestimmung der y-Achse ist der MeBspiegel 
I3 my angeordnet. 

[0051 ] Jedem Interferometer-MeBstrahlengang 
I4 mx , 14 my ist jeweils ein Referenzspiegel 16 rx bzw. 
16 ry zugeordnet. Diese sind in der Nahe und in festem s 
Abstand zu dem Objektiv 10 und dessen optischer 
Achse 11 angeordnet. Auf den Referenzspiegel 16^ ist 
ein Referenzstrahlengang 17 rx fur die x-Achse und auf 
den Referenzspiegel 16^ ist ein Referenzstrahlengang 
1 7 ry fur die y-Achse gerichtet. 10 
[0052] Der MeBtisch 4 ist gegenuber der optischen 
Achse 1 1 verschoben dargestellt. Daher treffen auch 
die Interferometer-MeBstrahlengange 14 mx , I4 my die 
MeBspiegel 13 mx , 13 my nicht in der Mitte, sondern 
etwas seitiich versetzt. Urn eine Positionsmessung uber is 
die gesamte, von den Bolzen 7 definierte Auf lagefiache 
des Spiegelkdrpers 6 zu ermdglichen, sind die MeB- 
spiegel 13 mx , 13 my an den AuBenseiten des Spiegelkdr- 
pers 6 mindestens so lang wie die maximale 
MeBstrecke in der betreffenden Richtung bzw. wie der 20 
maximale Verfahrbereich des MeBtischs 4 gewahlt. 
[0053] Fig. 3 zeigt einen Schnitt durch ein Ausfuh- 
rungsbeispiel eines erfindungsgemaSen MeBtischs 4, 
der fur Auflicht-Anwendungen geeignet ist und eine 
besonders vorteilhafte Ausgestaltung der Bolzen 7 auf- 25 
weist. . 

[0054] Dargestellt ist ein in der x- und der y-Rich- 
tung verschiebbarer MeBtisch 4, der sich mithilfe von 
Luftlagern 5 auf einem Granitblock 2 abstutzt. Ein Spie- 
gelkdrper 6 mit einem seitiich angebrachten MeBspie- 30 
gel 13 mx fur einen auftreffenden Interferometer- 
MeBstrahl 14 mx steht mittelsdreier eingefiigter Bolzen 7 
auf dem MeBtisch 4. Die Bolzen weisen unterhalb des 
Spiegelkdrpers 6 jeweils Verbreiterungen als Auflager 
20 auf. Die unteren Enden der Bolzen 7 sind mit einer 35 
Kegelsenkung 21 ausgestattet, in die jeweils eine Kugel 
22 eingelegt oder eingeklebt ist. 
[0055] Fur die beiden vorderen Bolzen 7, die rechts 
und links in der Schnittebene liegen, sind in der Oberf la- 
che des MeBtischs 4 Vertiefungen zur Aufnahme der 40 
Kugeln 22 eingelassen. Die Kugel 22 des linken Bol- 
zens 7 liegt in einer Kegelsenkung 23 im Randbereich 
des MeBtischs 4 und ist damit auf diese Position fixiert. 
[0056] Die Kugel 22 des rechten Boizens 7 liegt in 
einer V-Nut 24 des MeBtischs 4, die in Richtung der 45 
Kegelsenkung 23 weist und zugleich parallel zu einer 
AuBenkante des MeBtischs 4 und damit auch parallel 
zu einer AuBenkante des Spiegelkdrpers 6 ausgerichtet 
ist. Wenn sich der Spiegelkdrper 6 infolge thermischer 
Schwankungen geringfugig ausdehnen oder zusam- so 
menziehen sollte, dann wird diese Kugel 22 in der V-Nut 
24 zwangsgefuhrt, kann sich jedoch in Langsrichtung 
der V-Nut frei bewegen. Damit bleiben die AuBenkanten 
des Spiegelkdrpers 6 auch bei Volumenanderungen 
aufgrund thermischer Schwankungen stets optimal par- ss 
all el zu den AuBenkanten des MeBtischs 4 orientiert. 
[0057] Der dritte Bolzen 7, der in der Mitte weiter 
hinten angeordnet ist, darf keiner Zwangsfuhrung urrter- 
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worfen werden, urn Verspannungen des Spiegelkdrpers 

6 zu vermeiden. Fur ihn ist deshalb keine Vertiefung in 
den MeBtisch 4 eingelassen. Dieser mittlere Bolzen 7 
ist entsprechend etwas kurzer als die beiden anderen 
Bolzen 7 und gleitet auf einer ebenen Gleitf lache 25 des 
MeBtischs 4. Um die Gleiteigenschaften zu verbessern, 
kann noch eine spezielle Gleitfiache in den MeBtisch 4 
eingelassen werden, was hier aber nicht dargestellt ist. 
Die Kegelsenkung 21 , die V-Nut 24 und die ebene Gleit- 
fiache 25 bewirken gemeinsam eine spannungsfreie, 
zwangsgefuhrte Lagerung, die bei thermischer Aus- 
dehnung des MeBtischs 4 oder des Spiegelkdrpers 6 
deren AuBenkanten stets parallel zueinander halt. 
[0058] Es ist alternativ auch mdglich. anstelle der V- 
Nut 24 und der Gleitfiache 25 ebenfalls Kegelsenkun- 
gen in die Oberfiache des MeBtisches 4 einzulassen 
und die Kugeln 22 in diesen drei Kegelsenkungen des 
MeBtisches 4 ortsfest zu lager n. Dann wird die span- 
nungsfreie Zwangsfuhrung an den unteren Enden der 
Bolzen 7 realisiert. Dazu wird je ein Bolzen am unteren 
Ende mit einer Kegelsenkung, einer V-Nut und einer 
planen Gleitfiache versehen, welche sich auf die Kugeln 
22 abstutzen und eine spannungsfreie, zwangsgefuhrte 
Ausdehnung von MeBtisch 4 bzw. Spiegelkdrper 6 
gewahrleisten. 

[0059] Fig.4 zeigt einen Schnitt durch ein zweites 
Ausfuhrungsbeispiel eines erfindungsgemaBen MeB- 
tischs, der in dieser Ausfuhrungsform sowohl fur Auf- 
lichtals auch Durchlicht-Anwendungen geeignet ist. 
[0060] Dargestellt ist ein rahmenfdrmiger MeBtisch 
4, der auf Luftlagern 5 ruht. In die Oberfiache des MeB- 
tischs 4 eingepaBt sind drei senkrecht nach oben uber- 
stehende Bolzen 7. Das obere Ende des ersten Boizens 

7 weist eine Kegelsenkung 23 auf. Das obere Ende des 
zweiten Boizens 7 weist eine V-Nut 24 auf, deren 
Langsrichtung auf einer Linie mit der Kegelsenkung 23 
liegt. Das obere Ende des dritten Boizens 7 besitzt eine 
plane Gleitfiache 25. 

[0061] Oberhalb des MeBtischs 4 ist ein Spiegel- 
kOrper 6 mit rahmenfdrrriiger Offnung angeordnet, der 
an der linken und rechten AuBenseite sowie an der 
ROckseite eine Randerhdhung 18 aufweist An der 
rechten Seite des Spiegelkdrpers 6 ist fur einen die x- 
Koordinate messenden Interferometer-MeBstrah! 14 mx 
ein MeBspiegel 13 mx angebracht. Der MeBspiegel und 
der Interferometer-MeBstrah I fur die y-Koordinate sind 
hier nicht dargestellt. 

[0062] Die drei Bolzen 7 des MeBtischs 4 ragen 
Wemrrrfrei in drei Hohlraume 27, die senkrecht in die 
Unterseite des Spiegelkdrpers 6 eingelassen sind. 
Oberhalb der Hohlraume 27 sind in den Spiegelkdrper 6 
drei Kugeln 22 eingepaBt, z.B. eingesintert. Die Kugeln 
22 ragen nach oben uber die Oberseite des Spiegelkdr- 
pers 6 hinaus und nach unten in die oberen Enden der 
Hohlraume 27 hinein. Die Oberseite und die Unterseite 
der Kugeln 22 bilden erfindungsgemaB die bendtigten 
oberen und unteren Auflagepunkte. Der Spiegelkdrper 
6 stutzt sich dabei mittels der Unterseite der Kugeln 22 
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1 1 optische Achse 

12 Kondensor 

13 mx , 13 my MeBspiegel fur die x- bzw. y-Achse 

14 myi 14 my Irrterferometer-MeBstrahlengang fur die 

x- bzw. y-Achse 5 

15 Stativ 

16 rx , 16^ Referenzspiegel fur die x- bzw. y-Achse 

17 rx , 17 ry Referenzstrahlengang fur die x- bzw. y- 
Achse 

18 Randerhdhung 10 

19 Strukturen 

20 Auflager 

21 Kegelsenkung 

22 Kugel 

23 Kegelsenkung is 

24 V-Nut 

25 plane Gleitfiache 

26 Halbkugel 

27 Hohlraum 

28 Kegelsenkung 20 
Patentanspruche 

1. Verfahrbarer x/y-Koordinaten- MeBtisch (4) mit 
einer Aufnahme fur ein zu vermessendes Substrat 25 
(9) und mit zwei orthogonal zueinander stehenden 
MeBspiegeln (13™, 13 my ) als MeBreflektoren eines 
die x/y-Position messenden Interferometers, 
dadurch gekennzeichnet, daB 

der MeBtisch (4) , ein die MeBspiegel (13 mx , 13 my ) 30 
tragender Spiegelkdrper (6) und die Aufnahme fur 
das Substrat (9) als separate Bauelemente ausge- 
f uhrt sind, wobei der Spiegelkdrper (6) in einem von 
den MeBspiegeln (13 mx , 13 my ) umrahmten Fia- 
chenbereich auf seiner Ober- und Unterseite je drei 35 
einander gegeniiberliegende Auflagepunkte auf- 
weist, so daB er nur mit den unteren Auflagepunk- 
ten auf dem MeBtisch (4) aufliegt und nur mit den 
oberen Auf lagepunkten die Aufnahme for das Sub- 
strat (9) tragt. 40 

2. MeBtisch (4) nach Anspruch 1, 
dadurch gekennzeichnet, daB 

a) in die Oberfiache des MeBtischs (4) drei 45 
uberstehende senkrechte Bolzen (7) ange- 
formt oder eingepaBt sind, wobei das obere 
Ende des ersten Bolzens (7) eine Kegelsen- 
kung (23), das obere Ende des zwe'rten Bol- 
zens (7) eine zu einer AuBenkante des so 
MeBtischs (4) parallele V-Nut (24) in Richtung 
der Kegelsenkung (23) und das obere Ende 
des dritten Bolzens (7) eine plane Gleitfiache 
(25) aufweist 

b) in der Unterseite des Spiegelkdrpers (6) drei 55 
Hohlraurne (27) zur klemmfreien Aufnahme der 
Bolzen (7) vorgesehen sind, 

c) und oberhalb der Hohlraurne in den Spiegel- 


kdrper (6) drei Kugeln (22) oder drei Bolzen mit 
halbkugelfdrmigen Endeh eingepaBt sind, die 
nach oben uber seine Oberseite hinaus und 
nach unten in die oberen Enden der Hohl- 
raurne (27) ragen und dadurch die Auflage- 
punkte bilden, wobei sich der Spiegelkdrper (6) 
mittels der Unterseite der Kugeln (22) auf der 
Kegelsenkung (23). der V-Nut (24) und der pla- 
nen Gleitfiache der Bolzen (7) abstutzt. 

MeBtisch (4) nach Anspruch 1, 
dadurch gekennzeichnet, daB 

a) an der Oberseite des MeBtischs (4) drei 
senkrechte Bolzen (7) angeformt oder einge- 
paBt sind. wobei deren obere Enden je eine 
Kegelsenkung (23), eine zu einer AuBenkante 
des MeBtischs (4) parallele V-Nut (24) in Rich- 
tung der Kegelsenkung (23) und eine plane 
Gleitf&che (25) aufweisen, 

b) die Unterseite des Spiegelkdrpers (6) zur 
klemmfreien Aufnahme der Bolzen (7) drei 
Hohlraurne (27) aufweist, in deren obere 
Enden jeweils eine Kegelsenkung (28) einge- 
lassen ist, 

c) unter den Kegelsenkungen (28) drei die 
unteren Auflagepunkte bildende Kugeln (22) 
eingefugt sind. die sich auf der Kegelsenkung 
(23), der V-Nut (24) und der planen Gleitfiache 

(25) abstutzen, 

d) und an der Oberftache des Spiegelkdrpers 
(6) uber den Kegelsenkungen (28) der Hohl- 
raurne (27) drei Halbkugeln (26) als obere Auf- 
lagepunkte angebracht sind. 

MeBtisch (4) nach Anspruch 1, 
dadurch gekennzeichnet, daB 

a) an der Oberseite des MeBtischs (4) drei 
senkrechte Bolzen (7) angeformt oder einge- 
paBt sind, deren obere Enden jeweils eine 
Kegelsenkung (23) aufweisen, 

b) die Unterseite des Spiegelkdrpers (6) zur 
klemmfreien Aufnahme der Bolzen (7) drei 
Hohlraurne (27) aufweist deren obere Enden 
je eine Kegelsenkung, eine zu einer AuBen- 
kante des MeBtischs (4) parallele V-Nut in 
Richtung dieser Kegelsenkung und eine plane 
Gleitfiache aufweisen, 

c) sich die Kegelsenkung, die V-Nut und die 
plane Gleitfiache der Hohlraurne (27) auf drei 
die unteren Auflagepunkte bildende Kugeln 
(22) abstutzen, die in die Kegelsenkungen (23) 
der Bolzen eingefugt sind. 

d) und an der Oberfiache des Spiegelkdrpers 
(6) uber den Hohlraumen (27) drei Halbkugeln 

(26) als obere Auflagepunkte angebracht sind. 
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dadurch gekennzefchnet, daft 

die Bolzen (7) in den MeBtisch (4) eingepaBt sind. 

23. MeBtisch (4) nach Anspruch 2 Oder 3. 

dadurch gekennzeichnet, daB s 
die Bolzen (7) in den MeBtisch (4) eingesintertsind. 

24. MeBtisch (4) nach Anspruch 5, 
dadurch gekennzeichnet, daB 

die Bolzen (7) in den SpiegelkGrper (6) eingeklebt 10 
sind. 

25. MeBtisch (4) nach Anspruch 5, 
dadurch gekennzeichnet, daB 

die Bolzen (7) in den SpiegelkOrper (6) eingepaBt is 

sind. 

26. MeBtisch (4) nach Anspruch 5, 
dadurch gekennzeichnet daB 

die Bolzen (7) in den Spiegelkdrper (6) eingesintert so 
sind. 

27. MeBtisch (4) nach einem der Anspruche 2 bis 5, 
dadurch gekennzeichnet, daB 

die Bolzen (7) zylindrisch sind. 25 

28. MeBtisch (4) nach einem der vorhergehenden 
Anspruche, 

dadurch gekennzeichnet, daB 

der MeBtisch (4) , der Spiegelkdrper (6) und die 30 
Aufnahme (8) ubereinanderliegende, rahmenfar- 
mige Offnungen aufweisen, so daB das auf der Auf- 
nahme (8) aufliegende Substrat (9) von unten und 
oben bzw. fur Auf licht- und Durchlichtanwendungen 
zugSnglich 1st. 35 

29. MeBtisch (4) nach einem der vorhergehenden 
Anspruche, 

dadurch gekennzeichnet, daB 

der SpiegelkOrper (6) an seiner Oberfiache an drei 40 
Seiten eine RanderhOhung (18) mit einer beson- 
ders groBen, ebenen AuBenfiache zur Integration 
der MeBspiegel (13 mx , 13 my ) aufweist, wodurch 
eine einseitig offene, wannenfOrmige Vertiefung 
gebildet wird, in welche das Substrat (9) aus Rich- 45 
tung der offenen Seite eingeschoben und auf den 
oberen Auf lagepunkten aufgelegt werden kann. 


so 
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